
Fig.1 ドット径 20-25nm、 ドットピ

ッチ 150nm の CoPt ドット列外部磁

場+0.6[T]印加後(a)AFM 像、

(b)SNPM 像、外部磁場-0.6[T]印加後

(c)AFM 像、(d)SNPM 像 
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[はじめに] 近年では、磁気記録の大容量化、高密度化のためにナノメートルサイズの微小磁気ド 

ットが要求されており、これに伴い微小磁気ドットの磁区分布や磁気特性の計測が必要となって 

きている。現在、磁気特性の計測には X 線磁気円二色性（XMCD）[1]等が用いられている。しか 

し、XMCD ではビーム径の大きさが約 1um といった点などからナノメートル単位の磁気特性の計 

測を行うことは困難である。そこで、この問題を解決するために我々は近接場光とその偏光に注 

目した。本研究では近接場偏光顕微鏡（SNPM）を試作し、微小磁気ドットの磁区分布等の計測 

の可能性について検討した。 

[実験装置] 試作装置は原子間力顕微鏡（AFM）ををベースとした装置であり、AFM 機能を実現 

するため TTL 型光てこ光学系を用いコンタクトモード AFM を実現できるような構成とした。ま 

た、AFM 用の探針の先端に設けられている微小開口に He-Ne レーザーを照射させることによって 

無開口の近接場光探針を形成させている。また、磁区分布の測定には直線偏光によりカー効果を 

Glan-Thompson アナライザーで測定できる構成とした。 

[結果]  電子線描画とイオンミリングで形成した 20 nm 径前後の CoPt ドット列を用いて実験を

行った。CoPt 微小磁気ドットに外部磁場印加後の原子間

力像（AFM 像）、近接場偏光像（SNPM 像）の同時計測を

試作装置にて行った。 

Fig.1(a)、(b)には外部磁場+0.6[T]印加後の (c)、(d)には外

部磁場-0.6[T]印加後の各々の AFM 像、SNPM 像を示す。

磁化反転前後の像を比較すると AFM 像 (a)、(c)ではドッ

ト列が明るく表示されているが、SNPM 像 (b)、 (d)では

ドット部に相当している部分が反転していることがわか

る。また、ドット径は 20 nm 前後であるので高分解能で磁

気ドットの磁化を計測できたことを示している。以上の結

果より、微小磁気ドットの磁化を計測できたことで、微小

磁気ドットのヒステリシス特性の計測も期待できること

がわかった。 

本研究は JST の先端計測分析技術で行ったものである。 
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